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 干渉光強度 I1は 
 
で与えられ、この式は AC 成分と DC成分とで構成され、DC成分の値を A、AC成分の振幅
を Bとする。干渉させる二つの光の位相差 φによりその強度は正弦波状に変化する。 















( 2 – 1 ) 
( 2 – 2 ) 







( 2-5 )式より tanφを得られ、tan-1を取ることにより位相差 φを得る。 
 この他に３ステップ位相シフト、５ステップ位相シフト等があるがこれらも同様に直流



















   cos3 BAI
cosBA
( 2 – 3 ) 
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 2.2 アンラッピング処理 
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Fig2-2の黒点を画素としＸ，Ｙ方向を与え、それぞれの画素に座標を与える。 
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Fig.2-3 アンラッピングアルゴリズム2 
 



















































基板の変化量を d 、試料の屈折率を n 、光源波長を λ、生じる位相差を φとする。
試料中の光の波長は λ/ n で得られ、変化量 d と位相差の関係は 
 
となる。これにより位相の算出を行うことで形状の変化と対応できる。 
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４章 結果と考察 
 
4.1 CD 基板の測定  
 
 試料として、あらかじめ欠陥があると分かっている製膜工程以前の CD基板を用い、測
定を行った。                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                              
φ                   φ+π/2 
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Fig.4-1は各位相シフトでの干渉画像である。PZT ステージにより位相φ をπ/2ずつシ
フトさせ取り込んだ画像を2000×2000pixel に切り出しもので、32mm×32mmに相当する。
干渉縞の明暗が尐しずつ移動しているのが確認できる。                          
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Fig.4-4 アンラッピング後の画像とラインプロファイル 
13mm×13mm 
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Fig.4-5  試料未挿入時の画像とラインプロファイル 
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を Fig.4-11に示す。撮像範囲は約28mm×15mm。測定試料は Fig.4-1と同様のものである。 





          
                                            









      
Fig.4-10   干渉画像と位相計算・アンラッピング後の結果 
     偏光方位 半径方向に直交した方向 
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Fig. 4-12   偏光間の差 
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Fig. 4-13   偏光間の差 

































                 I1=1+cosφ                                (４-１) 
     I2=1+cos(φ+
π
2
+α)                               (４-２) 
                   I3=1+cos(φ+π+2α)                     (４-３) 
              I4=1+cos(φ+
3
2
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位相シフト誤差があり偏光間に位相差があるときは 





Dsin α−cos 2α  





(A−D)(sin αsin 2α+cos αcos 2α)
1+AD +(A+D)(−sin αcos 2α+sin 2αcos α)  
















−{sin (φ+β)cos 2α+cos (φ+β)sin 2α)}
cos (φ+β)cos α−sin (φ+β)sin α    
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         Fig.4-14  干渉縞の波形 
     




Fig.4-16   位相シフト誤差なし 
 































ルをそれぞれ Fig.4-17、Fig.4-18に示す。測定範囲は28mm×28mm である。 
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Fig.4-19    傾き補正前の画像とラインプロファイル 
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Fig. 4-20      傾き補正後の画像とラインプロファイル 
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Fig.4-24  遮断領域を変えたフィルタリング 
 
 



























































































































     野村 剛 他 
     National Technical Report Vol.43 No.3 
     pp.330 - 337(1997) 
 
2)「応用光学」     山口 一郎 著 
オーム社 
pp.135 - 149 
 
3)「光応用計測の基礎」    小林 彬 他 著 
測定自動制御学会 
pp.171 - 175 
 
4)「光学薄膜」     藤原 史郎 著 
共立出版 
 
5) 「プラスチック成形材料」 谷 雄士・竹村 憲二 監修 




6)「プラスチックが身近になる本」  飯田 襄 
                  藤本 健郎 著 
                  株式会社 シーエムシー 
 
7) 「MATLAB入門（増補版）」        高井 信勝 著 
                                   工学社 
 
                      
